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Введение.
ГЛАВА I. ГЕНЕРИРОВАНИЕ ПУЧКОВ БОЛЬШОГО СЕЧЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ
ИСТОЧНИКАХ НА ОСНОВЕ ПЛАЗМЕННЫХ ЭМИТТЕРОВ.
§ I.I. Источники электронов на основе эмиттеров с открытой плазменной эмиссионной поверхностью.
§ 1.2. Источники электронов на основе эмиттеров с закрытой эмиссионной плазменной поверхностью.
§ 1.3. Электрическая прочность источников, генерирующих пучки большого сечения.
ГЛАВА II. ИССЛЕДОВАНИЕ СЕТЧАТОГО ПЛАЗМЕННОГО ЭМИТТЕРА НА ОСНОВЕ ДУГОВОГО РАЗРЯДА С РАСШИРЕННОЙ АНОДНОЙ ЧАСТЬЮ.
§ 2.1. Экспериментальная установка и методика измерений
§ 2.2. Режимы горения дугового разряда низкого давления с анодной полостью большого размера.
§ 2.3. Исследование эмиссионных свойств сетчатого плазменного эмиттера на основе дугового контрагированного разряда с расширенной анодной
частью.
§ 2.4. Исследование параметров плазмы в анодной полости сетчатого плазменного эмиттера.
§ 2.5. Формирование эмиттирующей плазмы и механизм эмиссии электронов из сетчатого плазменного эмиттера.
ГЛАВА III. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕТТЕНИЕМ
ПЛОТНОСТИ ТОКА ПО СЕЧЕНИЮ ПБС, ГЕНЕРИРУЕМЫХ ИСТОЧНИКАМИ С СЕТЧАТЫМИ ПЛАЗМЕННЫМИ ЭМИТТЕРАМИ.
§ 3.1. Методика измерения распределения плотности тока по сечению пучка.
§ 3.2. Управление распределением плотности тока по сечению ПБС за счет изменения топографии электрического поля в ускоряющем промежутке.
§ 3.3. Электростатический метод управления распределением плотности эмиссионного тока сетчатого плазменного эмиттера.
§ 3.4. Распределение плотности тока по сечению ПБС в электронных источниках с многокамерными сетчатыми плазменными эмиттерами.
ГЛАВА 1У. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИСТОЧНИКИ С СЕТЧАТЫМИ ПЛАЗМЕННЫМИ ЭМИТТЕРАМИ НА ОСНОВЕ ДУГОВОГО КОНТРАГИРОВАННОГО РАЗРЯДА
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ.
§ 4.1. Электронный источник с СПЭ, генерирующий пучок с высокой плотностью тока.
§ 4.2. Высоковольтный источник электронов на основе
СПЭ с одной газоразрядной камерой.
§ 4.3. Высоковольтные источники электронов на основе
СПЭ с несколькими газоразрядными камерами.
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